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Ozet

Uzaktan Algilama (UA) ve Cografi Bilgi Sistemleri (CBS), verilerin toplanmasi, islenmesi
ve yonetimi amagcli kullanulan, insanoglunun yasammi siirdiirdiigii ortamlarda yasam
kalitesini artiran 6nemli araglardir. Bu araglarin gereklilikleri bilim insanlarmin kiiresel
1sinmanin bir sonucu olan iklim degisikligi, arazi kullanimindaki degisiklikler gibi gevresel
izleme calismalarinin yani sira afet yonetimi, sehir planlama ve gelistirme ve dogal kaynak
yonetimi ¢alismalariin da artmasiyla ihtiyag haline gelmistir. Genel olarak, uzaktan algilama
ve cografi bilgi sistemleri, karar verme &ncesi ve kaynaklar1 kullanim amagcli degerli bilgileri
sunmasi ile endiistri ve sektorler icin temel birer arag¢ haline gelmistir.Uzaktan algilama ve
cografi bilgi sistemlerinin gelisimi 18. yiizyillarda baslamis ve giiniimiizde de gelisimini
siirdiirmektedir. Devam eden bu gelismeler gelecek icin insan yasamina daha fazla fayda
getirmeyi vaat etmektedir. Fakat her alanda oldugu gibi bu alanda da teknolojik gelismeleri
takip etmek ihtiyag analizleri yapmak yasamin getirmis oldugu gerekliliklere ayak uydurmak,
sorunlarin tespitinde ve ¢6zlimiinde hizli aksiyon almak i¢in 6nem arz etmektedir. Patent veri
tabanlarinin arastirilmasi ve analiz edilmesi teknolojik gelisimi takip amagcli en sik kullanilan
yontemlerden bir tanesidir. Bu arastirmalar teknoloji veya sektor ozelinde oldugu gibi
bolgesel de yapilabilmektedir. Bu calismada uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri
teknolojileri alaninda yapilmis patent basvurular igin istatistikler incelenmis, gelisimi ve
bolgesel yogunlugu ile ilgili mevcut durum patent veri tabanlari arastirilarak istatistiki veriler
cikarilmig, grafiklestirilmis ve yorumlanmaya calisilmistir. Calisma sonucunda uzaktan
algilama ve cografi bilgi sistemleri ile ilgili patent bagvurularmin 1900 1t yillarin ikinci
ceyreginde basladigi, basvurularin en ¢ok ABD, Japonya ve Cin oldugu tespit edilmistir.
Yapilan bu basvuru sayilarinin yiiksek olmasina ragmen tescil sayisinin diisiik oldugu buna
bagli olarakta tescil edilme oraninin diisiik oldugu gortilmiistiir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algilama Teknolojileri, Cografi Bilgi Teknolojileri, Patent

Eskisehir Teknik Universitesi, Lisansiistii Egitim Enstitiisii, Uzaktan Algilama ve Cografi Bilgi Sistemleri
Anabilimdali, Eskisehir ostigin@eskisehir.edu.tr,



0., S., TIGIN (2023). Uzaktan Algilama Ve Cografi Bilgi Sistemleri Alanindaki Teknolojik Geligmelerin Patent
Istatistikleri Ile Arastirilmas: GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and
Technologies (AIST), 6 (2): 20-30.

Abstract

Geographic Information System (GIS) technologies are systems that allow the collection
of information for a part or parts of the earth for a certain purpose, the processing of the
collected information into data, and the use of this data with computer-based software. The
technique described as Remote Sensing (RS) can be described as the technology of collecting
information without any physical contact, used in the phase of collection of GIS data. A
patent, on the other hand, in general is an exclusive right granted for an invention, which is a
product or method that offers a different technical solution than those in the state of the art,
resulting from studies carried out to solve a technical problem. Patents can also be defined as
the documents given to the products of ideas that emerge with the realization of ideas. With
this study, the patent statistics applied for the original outputs after the studies in the field of
RS and GIS technologies were examined, and the development, orientation and current
situation in the field were tried to be revealed. In this context, patent databases were searched
and the statistical data found were tried to be interpreted by graphing. The study revealed
that patent applications regarding remote sensing and geographic information systems
started in the second quarter of the 1900s. It was determined that the highest number of
applications came from the United States, Japan, and China. Despite the high number of
applications, it was observed that the number of granted patents was low, resulting in a low
registration rate.
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1. GIRIS

Diinya tizerindeki insan popiilasyonunun hizla artmasi ve kontrol edilemez bu
artis ile ortaya ¢ikan ihtiyag ve problemlerin canli yasamina olumsuz olabilecek
etkileri goz ard1 edilemeyecek kadar biiyiik bir 6neme sahiptir. Bu problemlerin artis
hizin1 azaltma veya oniine gegmek amacgh her tiir bilgiye ihtiya¢ duyulmaktadir.
Sadece bilgilerin toplanmasi degil toplanan bu bilgilerin depolanmasi,
yorumlanmasi, analiz edilmesi ve islenerek kullanima hazir hale getirilmesi bilginin
ileriye dontik firsatlari ve avantajlari saglamasi agisindan 6nemlidir.

Modern diinyada konuma bagli problemlerin ¢oziimiinde etkin yaklasimlar
olarak kullamilan, karar-destek mekanizmalarna kapsamli ve hizli sonuglar
tiretmede belirleyici olan Uzaktan Algilama (UA) ve Cografi Bilgi Sistemleri (CBS),
hem bagimsiz hem de entegre kullanimlari ile mekansal bilisim alaninin vazgecilmez
enstriimanlaridir. Uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri pek cok farkl
disiplinlerde yapilan analizler i¢in kullanilan araglar olup ¢ok farkl: alanlarda temel
egitim almus kisilerin kendi dallarindaki uygulamalarda ihtiya¢ duyduklar:
teknolojilerdir (Avci, Giines ve Cabuk, 2015).

Teknolojinin hizla yayildig1 ve ilerledigi giiniimiiz sartlarinda teknoloji alaninda
yapilan bu gelismelerin takibi gelismelere uyum saglamak i¢in 6nem arz etmektedir.
Teknoloji 6ngoriisii; Delphi, TRIZ, zaman serileri, trend analizleri, simiilasyon
modelleri, bilimsel literatiir analizleri, regresyon analizleri ve istatistik gibi nitel ve
nicel metodolojilerle yapilabilmektedir (Ozdemir ve Yavuz, 2021). Trend
analizlerinin tespiti i¢in patent veri tabanlar1 en yaygin kullanilan enstriimanlardan
bir tanesidir. Patent veri tabanlar1 06zglin degere sahip teknolojilerin teknik
bilgilerinin yani sira hukuki ve bibliyografik verilerinde yer aldigi 6énemli teknoloji
arastirma kaynaklaridir ve teknoloji yonelimlerinin tespit edilmesi, analiz edilmesi ve
tarihgesinin incelenmesi i¢in onemli kaynaklar arasindadir.

1.1. Amag ve Kapsam

Toplumlar global diinyanin yasam sartlarini iyilestirmek, hizla ilerleyen bilim ve
teknoloji alanindaki trendleri takip etmek ve teknolojiye yon vermek
egilimindedirler. Ekonomik olarak kalkinmay: destekleyici bir arag olarak kullanilan
teknoloji yonelimlerinin analizi o alanda yapilan tiim calismalarmin tarihsel
gelisimini ve olasi gelisen yasam sartlarina gore teknolojik ¢alismalarin yonelimini
tahmin ederek yapilmaktadir.

Patent analizleri, potansiyel teknoloji firsatlarini kesfetmenin yani sira dogru
verilerle birlikte analiz edilirse insanlarm, toplumlarin davranislarini, yonelimlerini
analiz etmek amacgl da kullanilabilir. Patent veri tabanlari stirekli ve siiratli bir
sekilde biiyliyen hacmiyle, glintimiiziin en Onemli teknik bilgi kaynag:
konumundadir. Oldukga genis ve detayli olan patent veri tabanlarindan bilgi elde
edebilmek i¢in gelisen veri analiz yontemlerine basvurmak kaginilmaz hale gelmistir
(Kayakokii ve Akay, 2021).
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Bu ¢alisma ile uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri alaninda yapilan patent
basvuru ve tescil sayilar1 tespit edilerek, tilkeler bazinda basvuru ve tescil sayilar:
analiz edilmis, teknolojik alanda artis hiz1 yorumlanmaya ¢alisilmis, olas1 firsatlari
degerlendirmek amagh yapilacak ¢alismalara temel olusturulmaya ¢alisilmistir.

Bu kapsamda oncelikle uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri Avrupa patent
ofisinin kamuya agik olan patent veri tabani https://worldwide.espacenet.com/
adresinden teknolojileri siif1 belirlenmis, ilgili siniftaki tiim patent bagvurulari ise
https://www.lens.org/ veri tabanindan listelenerek basvuru, tescil sayisal verileri ve

artis yiizdeleri hesaplanmuigtir.
1.2. Literatiir Ozeti

Literatiirde teknolojilerin gelisimlerini incelemek amacl patent analizlerinin
yapildig: bir¢cok calismaya rastlanmistir. Yapilan bu ¢aligmalar genel olarak teknoloji
ozelinde veya belli bir bolgedeki baskin olan teknolojilerin analizi i¢in yapilmis olup
genel olarak bir alandaki teknolojinin yayilimi, diger teknoloji gelismelerini nasil
yonlendirdigi veya yonlendirebilecegi {izerine yapilmis ¢calismalardir.

Yuan ve Li (2021) yapmus olduklari calismada patent verilerini kullanarak akiilii
elektrikli araglarm ulusal patent bagvurularin tespit etmis ve bu bagvurularin hangi
tilkelerde korundugunu tespit ederek teknoloji yayilimini haritalandirmislardar.
Yapmis oldugu calisma ile elektrikli araclar alanindaki teknoloji kaynaklarmin bir
veya birkag bolgede yogunlastigini fakat yayiliminin diizensiz oldugunu
belirlemislerdir.

Leea, Kangb ve Shinc (2014), teknoloji firsat analizi (Technology Opportunity
Analysis-TOA) calismalarinda patent haritalarnm olusturulmasmin teknoloji
firsatlarinin kesfedilmesi igin 6nemli bir ara¢ oldugunu savunmus, termal yonetim
teknolojilerinde 151k yayan diyot (LED) ile ilgili Amerika Birlesik Devletleri'nde
yapilmis patent basvurularini morfolojik patent igerigi teknigi ile analiz etmislerdir.
Sonug olarak TOA amagh kullanilan yontemin patent bosluklarini tanimlamak ve
degerlendirmek icin biiyiik dl¢iide dogru sonuglar verdigini tespit etmislerdir.

Cilleruelo, Garechana ve Larruscain (2015) yaptiklari calismada ispanya ve Bask
bolgesinde patent bagvurularmin teknoloji siniflarimi belirlemis, bolgenin hangi
alanda baskin ve yetkin oldugunu nicel verilere (IPC smifi ve anahtar kelimelere
gore) analiz etmis ve bindirme yontemi ile teknolojileri haritalandirmislardir. Sonug
olarak Ispanya’da ilaglar ve tibbi kimyasallar alaninda teknolojik gelisme tespit
edilirken Bask bolgesinde makine ve metal isleme alaminda gelismeler tespit
edilmistir.

Baspmar (2009)'a gore ulusal ve uluslararasi kaynaklar1 kullanarak insaat
sektoriinde yapilmis olan patent bagvurularini belli bir zaman araliginda (1979-2007)
incelemis, bagvurularin 1980°1i yillarda oldukga diisiik seviyelerde oldugunu 20001i
yillarda ise patent bagvuru sayilarinda 6nemli artislar oldugunu tespit etmistir.
Ayrica bagvurularin en fazla Amerika Birlesik Devletleri ve Almanya’da yapildigini
tespit etmis ve bu tilkelerin ingaat sektoriinde 6ncii oldugunu yorumlamustir.
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Yapilan farkli bir caligmada ise Insansiz Deniz Araci teknolojileri (IDAT) ile ilgili
patentler incelenerek elde edilen patent sayilarindan hareketle IDAT igin teknoloji
hayat dongiisiinii belirlenmis ve var olan durumu tespit edilmistir. Boylece teknoloji
i¢cin yatirim yapilabilirligi analiz edilmis sonrasinda sosyal ag analizi yontemi ile
teknoloji ag1 olusturulmustur. Bu calisma ile IDATlarda kullanilan teknolojiler
gruplandirilmis ve her bir teknoloji icin arastirma yapilarak onem arz edebilecek
calismalar ¢ikarilmigtir. Sonug olarak yapilan bagvurularm IDATlar ile ilgili
bagvurularin agirlikli olarak tasima kismindaki teknolojiler oldugu tespit edilmistir
(Altuntas ve Yilmaz, 2017).

Patent inovasyon iligskisini konu alan, patent basar1 orani adini verdikleri ve
inovasyonun Olgiilmesi amagh bir yontem gelistiren Mcaleer ve Slottje 2005 yilinda
bu yontemde tescil edilen patent sayisinin toplam bagvurusu yapilmis patent sayisina
orani seklinde bir yontem gelistirmis ve bunu 1850-2001 yillar1 arasindaki tiim A.B.D.
patent bagvurulari ile gergeklestirmistir. (Mcaleer ve Slotthe 2005).

Patent verileri kullanilarak yapilan calismalar uluslararas: literatiirde oldukca
fazla iken Tiirkiye’de patent istatistikleri kullanilarak teknoloji haritalarinin
olusturulmas: amach yapilan ¢alismalarin nispeten daha az oldugu goriilmektedir.
Bu ¢alismalarin ise genel olarak patent teknik ve sayisal verileri kullanilarak teknoloji
performanslarinin  dlgiilmesi, bolge inovasyon kapasitesinin belirlenmesi gibi
teknolojiye yon vermek amagli yapilan ¢alismalar oldugu goriilmiistiir. Yapilan bu
calisma ile literatiirden farkli olarak teknoloji veya bolgesel bir arastirmadan ¢ok
anabilim dali 6zelinde yapilmis patent bagvurular: ve bu bagvurularmn tescil sayilar
arastirilmis ve yorumlanmaya ¢alisilmistir.

2. MATERYAL VE YONTEM
2.1. Materyal

Patent belgeleri teknoloji alaninda yapilmig 6zgiin ve teknigin bilinen
durumuna gore farkli olarak nitelendirilecek ¢alismalarin teknik bilgilerinin yer
aldig1 bilimsel kaynaklardir. Bu belgelerin arastirilmasi igin ticretli ve ticretsiz
bir¢ok veri tabani bulunmaktadar.

Calismanin ana materyalleri olarak European Patent Office (EPO) tarafindan
kullanima sunulmus 100’den fazla tiilkede yapilmis, 100 binden fazla patent
dokiimaninin ~ bulundugu  patent arama  motoru  olan  espacenet
(https://worldwide.espacenet.com/) veri tabani ve Avusturalya mengeili farkh
kullanic1 ara yliziine sahip Lens.Org (https://www.lens.org/) veri tabamni
kullanilmistir.

2.2.YOontem

Patent veri taban1 arastirmalar1 bircok amagcla yapilabildigi gibi amaca gore
yapilan arastirma yontemi de farklilik gostermektedir. Bu yontemler yapilacak
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calismanin ¢iktisin ne olacagma gore degismektedir. Teknolojik bir alanda
yapilacak ¢alismalarin analizi i¢in genel olarak siniflandirma temelli bir arastirma
yapilmasi gerekmektedir. Siniflandirma temelli bir arastirma ayni zamanda kriter
bazli arastirmanin saghkli bir sekilde daraltilmasma ve gruplandirilmasina olanak
saglamaktadir.

Patent bagvurular1 yapildiktan sonra ilgili uzman tarafindan
smiflandirilmakta ve veri tabanlarina islenmektedir. Boylelikle, yapilan bu
siniflandirma islemi ile patent basvurusunun mensei ne olursa olsun iilkeden
bagimsiz bir sekilde gruplandirildig hiyerarsik ve ortak bir sistem olusturulmustur.

Smif bazh arastirmada iki ayr1 simiflandirma sitemi bulunmaktadir. IPC,
Uluslararast Patent Siniflandirmasi (International Patent Classification) ve CPC,
Ortak Patent Siniflandirmasi (Cooperative Patent Classification). Bu siniflar temelde
ayn1 baghklar1 ve alt bashklari icermekte olup ifade kodlamalar: farklilik
gostermektedir.

Uluslararas: Patent Siiflandirmasi (IPC), yayinlanmis patent dokiimanlarina
uygulanan hiyerarsik siniflandirma sistemidir. Ortak Patent Siniflandirmasi (CPC)
ise patent bagvurularmin arastirilmasinda kullanilmaktadir. CPC, IPC'yi temel
almasma ragmen ondan daha detayhdir. (Espacenet Quik Help) Bu sebeple bu
calisma kapsaminda IPC yerine CPC smiflandirma yontemi kullanilmustir.

2.2.1. CPC Sinifinin Belirlenmesi

CPC sisteminde siniflandirma dokuz bolimden (A-H ve Y), 250.000 alt
gruptan olusmaktadir. CPC siniflandirmasinin belirlenmesi amagh “espacenet” veri
taban1 kullanilmis, CPC smiflar1 ve alt basliklar1 incelenmistir. Ayrica patent
bagvurularinin  dosyalanmasi asamasinda smiflandirilma patent uzmanlari
tarafindan yapildig1 icin uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri alanindaki
patent basvurularmin smiflar1 kontrol edilerek smiflandirmanin dogrulamasi
yapilmistir.

Tablo-1'de verildigi gibi CPC smiflar1 9 ana baslik altinda toplanmustir.
Tablo-1 CPC Simif Tablosu

Insan gereksinimleri

Islemlerin gerceklestirilmesi, Tasimacilik

Kimya, Metaliirji

Tekstil, Kagit

Sabit yapilar

Makine miithendisligi, Aydinlatma, Isitma, Silahlar, Patlama

Fizik

Elektrik

Birkag boliimii bir arada kapsayan teknolojilerin etiketlenmesi sinifi

=TT ET0 (R >

Bu arastirmada uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri teknolojileri Fizik
(G) grubu altinda yer alan dijital veri isleme, konumsal veya zamansal veri isleme,
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adresleme, tahsis etme vb. calismalar1 kapsayan G06F12/02 smaif1 kullanilmistir. Bu
sinifin a¢ilimi Tablo-2'de verilmistir.

Tablo-2 UA ve CBS CPC Smmuf Tablosu Alt Kirilimlar:

G Fizik
G06 Programlama, Hesaplama, Sayma
GO6F Elektrik, Dijital Veri Isleme

Bellek sistemlerine veya mimarilerine erisme, adresleme veya

GO06F12 -
tahsis etme

GO06F12/02 | Adresleme veya tahsis etme, bir adresi se¢gme ve diizenleme

2.2.2. Veri Tabanm Arastirmasi

Smif bazli arastirma igin ticretsiz kullammma agik olan Lens.Org
(https://www .lens.org/) veri tabani kullanilmistir. Veri tabani tizerinden
smiflandirma ile arastirma (Classification search) secenegi isaretlenmis, belirlenen
GO06F12/02 sinifi basamaklar halinde secilmis ve arastirma sonuglar1 ¢ikarilmistir.
Buna gore Aralik 2022 tarihinde yaymlanmis 82.977 adet sonuca ulasilmis bu

sonuglara gore ilk bagvurunun 1959 yilinda Isveg’te dosyalandig: tespit edilmistir.

Patent veri tabanlarinda {tilkelerin yaptiklar1 basvurular degil koruma altina
alman tilkelerin kayitlarina ulagilmaktadir. Bu sonuglar tilkelerin yaptiklar1 bagvuru
sayisin1 degil iilkelere yapilan basvuru sayilarini yani koruma kapsamini ifade
etmektedir. Buna gore tilkelere yapilan bagvuru sayilar1 Tablo-3"te verilmistir.

Tablo-3e gore en fazla bagvurunun ABD’de dosyalandigi, ABDyi Japonya ve
Cin’in takip ettigi goriilmektedir. Patent basvurularinda korumalar ulusal olup genel
olarak ticarilestirme galismalarmin yiiriitiildiigli tilkelerde korunmas: yoniinde bir
egilim olmaktadir. Bu sebeple bu sonuclara gore uzaktan algilama ve cografi bilgi
sistemleri alaninda ticari potansiyelin bu ii¢ {ilkede oldugu sonucuna ulagilabilir.
Yapilan analiz sonrasinda yapilan patent bagvuru sayisina gore Tiirkiye 29 bagvuru
sayist ile 34. sirada yer almaktadir.

Tablo-3 Ulkelere Yapilan Bagvuru Sayilari

Amerika Birlesik Devletleri (ABD) 31.194
Japonya 13.138
Cin 11.265
Avrupa Patent 6564
Kore 5.380
WIPO -WO 3.890
Almanya 2.488
Tayvan 2.452
Ingiltere 1.243
Kanada 1.096
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2000-2022 yillar1 arasinda yapilan bagvurularin legal durumlari ile ilgili ayr:
bir analiz yapilmistir. Legal durum patent bagvurular: icin aktif, siiresi dolmus,
askiya alinmis, sonlanmuis, aktif olmayan ve tescilli patent sayilarini ifade etmektedir.
Legal analiz ile ilgili sayisal degerler Tablo-4’te verilmistir. Bu tabloya gore
sonuglanmay1 bekleyen veya korumasi devam eden 32.647 patent dosyas1 oldugu
bunlardan 182 bagvurunun tescil olarak aktif oldugu (korumasi devam eden) sonucu
cikarilabilir. Yine ayni tabloya gore 11.255 bagvurunun patentler icin gegerli olan 20
yillik koruma siirelerinin doldugu, 7.725 patentin siireden bagimsiz olarak
korumasmnin sonlandig1 yorumu yapilabilmektedir.

Tablo-4 Legal Durum Tablosu

Aktif 32.647
Stiresi Dolmus 11.255
Askiya Alinmis 8.153
Sonlanmig 7.347
Aktif Olmayan 7.725
Tescilli 182

Yine 2000-2022 yillar1 aras1 yapilan analize gore patentlerin bagvuru, yayin ve
tescil sayilar1 ¢ikarilmis bunlarin yillara gore dagilimi Grafik-1'de verilmistir. Patent
basvuru siiregleri kademeli ve uzun bir siire¢ oldugu icin grafikte belirtilen sayisal
degerler aktif (yillik {icretleri ddenerek yasatilan) kiimiilatif say1 degerleri olup
sonlanmus, siiresi dolmus, askiya alinmis patentleri icermemektedir.

Grafik incelendiginde en fazla patent bagvuru sayisinin 2018 yilinda, en fazla
tescil sayisinin 2020 yilinda oldugu goriilmiistiir. Yine ayni grafige gore basvuru
sayisnin 2018 yilinda en yiiksek degerine ulagtiktan sonra azaldigr 2020 yilindan
itibaren hizla bir diisiis yasadig1 goriilmiistiir. Bunun sebeplerinden birinin diinya
¢apinda yasanan pandemi ile saglik alaninda yapilan ¢alismalara agirlik verilmesi ve
pandeminin bir¢gok Ar-Ge c¢alismasmni olumsuz yonde etkiledigi olarak
yorumlanabilecegi gibi sektoriin teknoloji olarak doygunluga ulagsmasi olarak da
yorumlanabilir.
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Grafik-1 2000-2022 Patent Basvuru, Yayin, Tescil Sayilar: Grafigi
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3. BULGULAR VE SONUCLAR
3.1.Calisma Alanina iliskin Bulgular

Bu zamana kadar yapilan aragtirmalarin tiimiinde teknolojinin yoneliminin,
dagilimmin, patent haritalarinin c¢ikarilmasmin teknolojiyi nasil tetiklediginin
aragtirilmas: amacgh yapildig: goriilmiistiir. Fakat yapilan tiim bu arastirmalar bir
bolgenin hangi teknolojik alanda egilimi oldugu ve neyi tetikledigi veya bir
teknolojinin tilkesel baza gelisimini incelemis bir anabilim dali 6zelinde bir arastirma
ve analiz ile ilgili bir calismaya rastlanmamaistir.

3.2.Patent On Aragtirmas1 Analizine iligkin Bulgular

Yapilan analize gore uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri alaninda yapilan
calismalarm 1900 li yillarn ikinci yarisinda patent bagvurularimin bagladigy,
basvurularin en ¢ok ABD, Japonya ve Cin’de korunmak istendigi ve bu iilkelerde
ticari degeri oldugu 2020 yili sonrasinda yapilan basvuru sayisindaki gozle goriiliir
diisiisiin teknolojinin doygunluk seviyesine ulasmis olabilecegi veya pandeminin bir
sonucu oldugu sonucuna varilabilir. Yine arastirma sonucu g¢ikan verilere gore
yapilan basvuruya gore tescil oraninin diisiik oldugu tespit edilmistir. Bu oranin
diisiik olmasinin sebebi yapilan bagsvurularinin niteliginin diisiik olmasi veya
teknolojik acidan yeniliklerin yavas ilerlemesi olarak yorumlanabilir.
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4. TARTISMA VE ONERILER

Bu calisma genel olarak uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri alaninda
yapilan teknolojilerin patent basvurularinn istatistiki verileri tizerine yapilmis olup
bolgesel, iilke bazinda veya bagvuru sistem cesidine gore bir arastirma yapilip,
basvuru sayilarinin yani sira niceliklerinin analiz edildigi, basvuru sayilarmi ve
niceligi etkileyen faktorlerin neler oldugu farkli bir aragtirmaya konu olarak literatiire
onemli katkilar sunacag diistintilmektedir.
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